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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　石膏を焼成する装置であって、
　開放上端、底壁、及び、前記開放上端と前記底壁との間で延びる複数の側壁を有するハ
ウジングと、
　前記ハウジング上に配置され、供給源から生石膏を受け、該石膏を前記ハウジング内に
送る部品と、
　前記ハウジング内の前記石膏を保持するために前記底壁の近傍に位置する支持フロアと
、
　前記ハウジングに接続され、空気／燃料混合物を燃焼させて前記石膏を加熱するように
なっている少なくとも一つのバーナと、
　少なくとも一つのバーナから前記ハウジングを通って延び、前記支持フロアを通って終
端する少なくとも一つの蛇行状のバーナ管路と、
を備える装置。
【請求項２】
　前記バーナ管路が、前記バーナから延びる最初の直線部分を含む、請求項１に記載の装
置。
【請求項３】
　前記バーナ管路が、流速を増大させて熱伝達効果を高める少なくとも一つの縮径部分を
含む、請求項１に記載の装置。
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【請求項４】
　前記バーナ管路が、該バーナ管路の少なくとも一つのマルチ管路部を形成する比較的小
径の複数の管路を更に備え、前記少なくとも一つのマルチ管路部は、比較的大径の前記管
路と流体連通するように構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記支持フロアが、前記バーナ管路から排ガス流を受ける流動化ベースを備える、請求
項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記流動化ベースの上側に位置する流動化パッドを更に備え、該流動化パッドが、前記
石膏を保持する前記支持フロアを少なくとも部分的に形成し、前記流動化ベースから前記
石膏へと前記排ガス流を制御して分配するようになっている、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記流動化パッドが、
　第１および第２の外側有孔プレートと、
　前記外側プレート間に位置する少なくとも一つの中間材料層と、
を備える、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記中間材料層が、圧縮シリカファイバおよびステンレス鋼メッシュ織物のうちの一方
から作られた多孔質媒体である、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記有孔プレートが、金属で作られている、請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記流動化パッドが、多孔質媒体材料からなる、請求項６に記載の装置。
【請求項１１】
　前記多孔質媒体が、圧縮シリカファイバおよびステンレス鋼メッシュ織物のうちの一方
によって作られている、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記石膏を貫通する排ガスのチャネリングを防止し、前記石膏におけるデッドゾーンを
防止するとともに、前記石膏が前記支持フロアの表面に沿って集まることを防止する攪拌
機構を更に備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記攪拌機構が、攪拌器フレームを含む、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記攪拌機構は、前記攪拌器フレームに接続されており前記攪拌器フレームが動作する
際に前記支持フロアの近傍で前記石膏を攪拌する複数の攪拌部材を含む、請求項１３に記
載の装置。
【請求項１５】
　前記攪拌機構が、前記攪拌器フレームを該装置に対して枢動可能に接続する少なくとも
一つの枢動支持アームを含む、請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　前記少なくとも一つの枢動支持アームは、その一端が該焼成装置に枢動可能に取り付け
られ且つその他端が前記攪拌器フレームに取り付けられたケーブルであり、前記攪拌器フ
レームは、当該攪拌器フレームに対して動きが与えられると、揺動する、請求項１５に記
載の装置。
【請求項１７】
　前記攪拌機構が、前記攪拌器フレームを動かすための動力源を含む、請求項１３に記載
の装置。
【請求項１８】
　前記動力源が、電動機および空気圧アクチュエータのうちの一つを含む、請求項１７に
記載の装置。
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【請求項１９】
　前記ハウジングを通って延び、前記電動機と前記攪拌器フレームとを接続するアクチュ
エータアームを更に備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記攪拌機構が、前記アクチュエータアームおよび前記ハウジングと係合して石膏が前
記ハウジングから漏れることを防止する拡張可能なシールを更に備える、請求項１９に記
載の装置。
【請求項２１】
　前記シールは、前記アクチュエータアームが第１の位置と第２の位置との間で移動する
ときに、拡張および収縮する、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記攪拌器フレームが、水平パターン、垂直パターン、アーチ状パターンのうちの一つ
において、移動する請求項１３に記載の装置。
【請求項２３】
　該装置と流体連通され、処理された石膏を該装置から放出することができるオーバーフ
ローチューブを更に備える、請求項１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記オーバーフローチューブに結合され、石膏が所定の状態まで加熱される前に該装置
から出ないようにするオーバーフローバルブを更に備える、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記ハウジングの選択的な排出を可能にするダンプバルブを有するダンプポートを更に
備える、請求項１に記載の装置。
【請求項２６】
　該装置に接続され、燃焼ガスを該装置から排気する排気筒を更に備える、請求項１に記
載の装置。
【請求項２７】
　前記バーナ管路を設置位置にある間および取り外し位置にある間にわたって支持するた
めに該装置にスライド可能に接続された管路支持体を更に備え、該管路支持体は、設置中
および前記ハウジングからの除去中に前記管路を支持するために、前記ハウジングの内側
の第１の位置と、少なくとも部分的に前記ハウジングの外側にある第２の位置との間で移
動できる、請求項１に記載の装置。
【請求項２８】
　前記管路支持体が、
　該装置の平行な壁に対してスライド可能に接続された一対の梁と、
　前記梁の間に延びており、前記バーナ管路と係合可能な複数のクロスバーと、
を備える、請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記ハウジングの内部部品を修理できるように該ハウジングに設けられた少なくとも一
つのアクセスパネルを更に備える、請求項１に記載の装置。
【請求項３０】
　前記ハウジングの前記開放上端の近傍に位置する解放チャンバを更に備え、該解放チャ
ンバが、内部にアクセスできる少なくとも一つのドアを有する、請求項１に記載の装置。
【請求項３１】
　石膏粉塵を収集して該粉塵を前記ハウジングへ再循環させる集塵装置を更に備える、請
求項１に記載の装置。
【請求項３２】
　前記集塵装置が複数のフィルタを含む、請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記フィルタが、前記粉塵が集められる側と反対の側を通じて空気を断続的に注入する
ことにより洗浄される、請求項３２に記載の装置。
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【請求項３４】
　石膏を焼成する装置であって、
　開放上端、底壁、及び、前記開放上端と前記底壁との間で延びる複数の側壁を有するハ
ウジングと、
　前記ハウジングに接続され、供給源から生石膏を受けて、該石膏を該装置内に送るため
の部品と、
　側壁に接続され、空気／燃料混合物を燃焼させて前記石膏を加熱するようになっている
少なくとも一つのバーナと、
　前記少なくとも一つのバーナから延びると共に前記底壁の近傍に位置する支持フロアを
通って終端し、前記石膏と熱交換関係をもって通過して、排ガス流を前記石膏へと放出し
て前記石膏の流動化を引き起こす少なくとも一つの蛇行状のバーナ管路と、
　前記石膏を貫通する排ガスのチャネリングを防止し、前記石膏におけるデッドゾーンを
防止するとともに、前記石膏が前記底壁の表面に沿って集まることを防止するようになっ
ている攪拌機構と、
を備える装置。
【請求項３５】
　前記バーナ管路が、前記バーナから延びる略直線部分を含む、請求項３４に記載の装置
。
【請求項３６】
　前記バーナ管路が、流速を増大させて熱伝達効果を高めるための少なくとも一つの縮径
部分を含む、請求項３４に記載の装置。
【請求項３７】
　前記バーナ管路は、該バーナ管路の少なくとも一つのマルチ管路部を形成する比較的小
径の複数の管路を更に備え、前記少なくとも一つのマルチ管路部が、比較的大径の前記管
路と流体連通するように構成される、請求項３４に記載の装置。
【請求項３８】
　前記バーナ管路から排ガス流を受けるための流動化ベースを更に備える、請求項３４に
記載の装置。
【請求項３９】
　前記流動化ベースの上側に位置する流動化パッドを更に備え、該流動化パッドは、前記
石膏を保持するためのフロアを形成して、前記排ガス流を前記石膏に制御して分配する、
請求項３８に記載の装置。
【請求項４０】
　前記流動化パッドが、
　第１および第２の外側有孔プレートと、
　前記外側プレート間に位置する少なくとも一つの中間材料層と、
を備える、請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　前記中間材料層が、圧縮シリカファイバによって作られた多孔質媒体である、請求項４
０に記載の装置。
【請求項４２】
　前記有孔プレートが、金属で作られている、請求項４０に記載の装置。
【請求項４３】
　前記攪拌機構が、攪拌器フレームを含む、請求項３４に記載の装置。
【請求項４４】
　前記攪拌機構は、前記攪拌器フレームに接続されており前記攪拌器フレームが動作する
際に前記底壁の近傍で前記石膏を攪拌する複数の攪拌部材を含む、請求項４３に記載の装
置。
【請求項４５】
　前記攪拌機構が、前記攪拌器フレームを該装置に対して枢動可能に接続するための少な
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くとも一つの枢動支持アームを含む、請求項４３に記載の装置。
【請求項４６】
　前記少なくとも一つの枢動支持アームは、その一端が該焼成装置に枢動可能に取り付け
られ且つその他端が前記攪拌器フレームに取り付けられたケーブルであり、前記攪拌器フ
レームは、当該攪拌器フレームに対して動きが与えられると、揺動する、請求項４５に記
載の装置。
【請求項４７】
　前記攪拌機構が、攪拌器フレームを動かすための動力源を含む、請求項３４に記載の装
置。
【請求項４８】
　前記動力源が、電動機および空気圧アクチュエータのうちの一つを含む、請求項４７に
記載の装置。
【請求項４９】
　前記ハウジングを通って延び、電動機と前記攪拌器フレームとを接続するアクチュエー
タアームを更に備える、請求項４７に記載の装置。
【請求項５０】
　前記攪拌機構が、前記アクチュエータアームおよび前記ハウジングと係合して石膏が前
記ハウジングから漏れることを防止する拡張可能なシールを更に備える、請求項４９に記
載の装置。
【請求項５１】
　前記アクチュエータアームが第１の位置と第２の位置との間で移動するときに、前記シ
ールが拡張および収縮する、請求項５０に記載の装置。
【請求項５２】
　該装置と流体連通され、処理された石膏を該装置から放出することができるオーバーフ
ローチューブを更に備える、請求項３４に記載の装置。
【請求項５３】
　前記オーバーフローチューブに結合され、石膏が所定の状態まで加熱される前に該装置
から出ないようにするオーバーフローバルブを更に備える、請求項５２に記載の装置。
【請求項５４】
　前記ハウジングの選択的な排出を可能にするダンプバルブを有するダンプポートを更に
備える、請求項３４に記載の装置。
【請求項５５】
　該装置に接続され、燃焼ガスを該装置から排気する排気筒を更に備える、請求項３４に
記載の装置。
【請求項５６】
　該装置の平行な壁に対してスライド可能に接続された一対のサイドレールを有する管路
支持体と、
　前記サイドレール間で延び、前記バーナ管路を設置位置にある間および取り外し位置に
ある間にわたって支持するために前記バーナ管路と係合可能な複数のクロスバーと、
を更に備え、
　前記管路支持体が、設置中および前記ハウジングからの除去中に前記管路を支持するた
めに、前記ハウジングの内側の第１の位置と、少なくとも部分的に前記ハウジングの外側
にある第２の位置との間で移動できる、請求項３４に記載の装置。
【請求項５７】
　前記ハウジングの内部部品を修理できるように該ハウジングに設けられた少なくとも一
つのアクセスパネルを更に備える、請求項３４に記載の装置。
【請求項５８】
　前記ハウジングの前記開放上端の近傍に位置する解放チャンバを更に備え、該解放チャ
ンバが、内部にアクセスできる少なくとも一つのドアを有する、請求項３４に記載の装置
。



(6) JP 4926939 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

【請求項５９】
　石膏粉塵を収集して該粉塵を該装置へ再循環させる集塵装置を更に備える、請求項３４
に記載の装置。
【請求項６０】
　前記集塵装置が複数のフィルタを含む、請求項５９に記載の装置。
【請求項６１】
　前記フィルタは、前記粉塵が集められる側と反対の側を通じて空気を断続的に注入する
ことにより洗浄される、請求項６０に記載の装置。
【請求項６２】
　前記バーナ管路が、略蛇行形状を成す、請求項３４に記載の装置。
【請求項６３】
　前記ハウジングが、略矩形断面を含む、請求項３４に記載の装置。
【請求項６４】
　前記断面の長さが、１６フィート（４．８７６８メートル）である、請求項６３に記載
の装置。
【請求項６５】
　前記バーナ管路が、互いに隣接して位置する複数の管路を含み、該管路の数がハウジン
グの幅に比例する、請求項３４に記載の装置。
【請求項６６】
　石膏を焼成するための方法であって、
　石膏を焼成装置へ供給するステップと、
　外部バーナから延びて前記石膏を通って前記装置の支持フロアで終端する蛇行状のバー
ナ管路を用いた熱伝導により、前記石膏を加熱するステップと、
　流動化パッドを通して排ガスを流すステップと、
　前記排ガスの略全てを前記石膏を通って流すことにより、対流熱伝達を介して前記石膏
を流動化して更に加熱するステップと、
を備える方法。
【請求項６７】
　前記石膏が所定の状態まで加熱されるときに、オーバーフローバルブを通じて流動化さ
れた前記石膏を排出できるようにするために、オーバーフローバルブを作動するステップ
を更に備える、請求項６６に記載の方法。
【請求項６８】
　攪拌機構を用いて前記支持フロアの近傍の前記石膏を攪拌するステップを更に備える、
請求項６６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、石膏を焼成し及び／又は石膏を乾燥させるための高効率な方法および装置に
関する。
【発明の背景】
【０００２】
　石膏の焼成は、硫酸カルシウム二水塩を加熱によってスタッコとしてよく知られた硫酸
カルシウム半水化物へ変えることを含む。従来の焼成装置および方法は様々な形態を成し
ていた。従来、石膏の焼成は、ガス燃焼火炎が導かれる厚いドーム状の底部を有する大型
のケトルで行なわれている。このとき、ケトルおよびバーナ火炎は適当な耐熱構造体内に
封入されている。通常、関連するホットピットが存在し、このホットピットへと焼成材料
が供給される。ケトルは２０００°Ｆ～２４００°Ｆの範囲の温度に耐えなければならず
、そのため、一般に１　３／４インチ厚の高価なファイヤボックススチールプレートをそ
のドーム状の底部に必要とする。米国特許第３，２３６，５０９号はこのタイプの構造を
代表している。この手法は、修理時またはケトル停止時に必要とされ、最初に非常に長い



(7) JP 4926939 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

冷却時間を必要とする関連する耐火レンガ囲繞体やホットバーナガスの過度の消費などの
多くの欠点を有している。
【０００３】
　前述した一般的なタイプに属する別の焼成ケトルには、ガス燃焼バーナからの排ガスが
ケトル内容物中へ直接に放出される補助液中燃焼設計を有するものもある。ここでは、ガ
スの炎は、焼成される材料に対して直接に作用し、いわゆる「デッドバーン」材料、すな
わち不溶性無水石膏を形成する可能性が増大していた。米国特許第４，１７６，１５７号
および第４，２３８，２３８号はその種の手法の典型である。また、前述した一般的なタ
イプの従来技術の焼成ケトルには、ケトルを略水平に完全に貫通する一連のクロスバーナ
チューブを有しており、これにより、ケトルを取り囲む耐火構造体内の高温ガスを上記バ
ーナチューブを通じて、したがって補助的にケトル内容物を貫くよう方向付けて、ケトル
内容物を更に加熱することができるものもある。米国特許第３，３０７，９１５号および
第４，１６３，３９０号はこの種のケトル構造の典型である。また、水平に位置合わせさ
れた回転焼成構造も存在する。米国特許第３，８７１，８２９号はこの種の手法の典型で
ある。
【０００４】
　高価な耐火構造を一般に必要とする上記ケトル構造以外に、液中燃焼原理を使用する非
耐火ケトルも存在しており、これは、主バーナチューブを取り囲む補助ドラフトチューブ
構造を有する非耐火ケトルを備えており、デッドバーン不溶性無水石膏の形成を減らして
いる。米国特許第４，６２６，１９９号はこの種の構造の典型である。また、様々なタイ
プの液中燃焼加熱システムを有する、いわゆる非耐火円錐ケトルが存在するが、この場合
も同様に、不均一なスタッコおよびデッドバーン材料を形成してしまうという付随するリ
スクを伴う。米国特許第４，６２９，４１９号および第４，７４４，９６１号はそのよう
な円錐ケトル構造の典型である。更に最近の焼成ケトルの改良は、電気ブーストキャルロ
ッド（ｃａｌｒｏｄｓ）を含むいわゆる「ブースト」バーナ構造（米国特許第４，７４４
，９６３号）およびガス燃焼ブーストバーナ構造を含んでおり、これらはいずれも補助ヒ
ータとして従来の耐火タイプのケトル構造に加えられている。
【０００５】
　米国特許第５，７４３，９５４号および第５，９２７，９６８号は、非耐火ケトル内で
石膏材料を連続的に焼成するための方法および装置を開示しており、各コイルがケトル内
の特定の焼成領域内で作用する複数の一連の別個の浸漬チューブコイルにより加熱される
ことが好ましい。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、底壁と、開放上端と、底壁と開放上端との間に延びる複数の側壁とを備える
ハウジングを有する、石膏を焼成する装置を提供する。ハウジングには、供給源から生石
膏を受けて、当該石膏をハウジング内に送るための部品が取り付けられている。この装置
は、ハウジングに接続され且つ空気／燃料混合物を燃焼させて石膏を加熱するようになっ
ている少なくとも一つのバーナを更に含む。少なくとも一つの蛇行状のバーナ管路が、バ
ーナからハウジングを通って延び、ハウジング内の石膏を保持するようになっている支持
フロアの上面を通って終端する。石膏は、最初に、バーナ管路からの熱伝導により加熱さ
れ、装置の底部から石膏中に再び入る排ガスによって更に加熱される。排ガスは、焼成プ
ロセスの一部として石膏を流動化する。
【０００７】
　この装置は、粉末石膏の良好な流動化を確保するための攪拌機構を含んでいてもよい。
装置は、石膏を貫通する排ガスのチャネリングを防止し、石膏におけるデッドゾーンを防
止するとともに、石膏が石膏支持フロアの表面に沿って集まることを防止するようになっ
ている。攪拌機構は、攪拌器フレームと、攪拌器フレームに接続された複数の攪拌部材と
を含む。攪拌機構は、攪拌器フレームが第１の位置から第２の位置へと往復動させられる
ときに支持フロアの近傍で石膏を攪拌する。攪拌器フレームは、その一端が焼成装置に枢
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動可能に取り付けられ且つその他端が攪拌器フレームに取り付けられた少なくとも一つの
枢動支持アームを有しており、これにより、攪拌器フレームは、それに対して動きが与え
られると、枢動軸を中心に揺動する。アクチュエータアームはハウジングの側壁を通って
延び、アクチュエータと攪拌器フレームとの間の機械的な接続を行なう。
【０００８】
　石膏を焼成するための方法は、石膏を焼成装置へ供給するステップを含む。石膏は、最
初に、蛇行状のバーナ管路による熱伝導により加熱され、このバーナ管路は、外部バーナ
から石膏を通って延び、石膏支持フロアの表面を通って終端する。排ガスは流動化パッド
を通るよう方向付けられており、排ガスが石膏を通って流れて装置の上端から出るときに
、対流により石膏を流動化して更に加熱する。
【０００９】
　本発明を実施するために考慮される最良の形態の以下の説明を添付図面と併せて読むと
、本発明の他の用途が当業者にとって明らかとなる。
【発明の詳細な説明】
【００１０】
　図１を参照すると、石膏を焼成する装置１０が示されている。ハウジング１２は、底壁
１４と、開放上端１６と、底壁１４と開放上端１６との間に延びる複数の側壁１８とを含
む。ハウジング１２上には、流入部品２０が配置されており、当該流入部品２０は、供給
源（図示せず）から破砕された又は合成の生石膏を受けて当該石膏をハウジング１２内に
送る。ハウジング１２には少なくとも一つのバーナ２２が接続されている。バーナ２２は
、強制空気管路２４および燃料管路２６によって供給された空気－燃料混合物を燃焼する
ようになっている。バーナ２２は、当業者に知られた任意のタイプのものであってもよい
が、一般的には炭化水素系燃料を燃やす。バーナ２２からの加熱された排気ガスは、少な
くとも一つの蛇行形状のバーナ管路２８を通じて流れる。このバーナ管路２８は、ハウジ
ング１２の底壁１４に隣接する石膏支持フロア２３を通って延びている。バーナ２２から
の熱い排気ガス流は、石膏材料を約３００°Ｆまで加熱するために利用される。既知の方
法で、加熱プロセスは石膏を硫酸カルシウム半水化物、即ちスタッコに変換する。或いは
、加熱プロセスにおいて、湿った合成石膏からの過度な水分を乾燥させてその後に別のプ
ロセスにおいて焼成を行なうために、湿った合成石膏を所望の温度まで、一般的には３０
０°Ｆ未満まで単純に加熱してもよい。或いは、加熱プロセスは、同じ容器内で乾燥プロ
セスおよび焼成プロセスを行なってもよい。
【００１１】
　バーナ管路２８は、バーナ２２から離れるように延びる細長い直線部３０を含むことが
有益である。この直線部はバーナ管路２８の寿命を延ばす。すなわち、バーナ２２からの
火炎が湾曲部または傾斜部に沿ってバーナ管路２８に直接に作用する場合には、火炎が管
路の側壁を過熱してしまい、管路２８の寿命を縮める高い圧力を生じさせる。しかしなが
ら、最初の細長い直線バーナ部分３０（市販の設備では約１５～２０フィートにわたって
延び得る）の存在により、バーナ火炎はバーナ管路に対して直接に影響を与えない。これ
は、火炎が部分３０の全長に沿って熱い排気ガスに変わったからである。重要なことに、
バーナ管路２８は、直線部３０、３１、３３を接続して蛇行形状を成す複数の湾曲部分３
２を含む。バーナ管路２８は、少なくとも一つの縮径部分３４を含んでいてもよく、縮径
部分３４は排ガス流速を増大させて管路２８の熱伝達効果を高める。排ガスの温度は、排
ガスがバーナ２２から離れる距離に比例して下がるため、適切な熱伝導率を維持するため
に速度が増大されてもよい。また、バーナ管路２８はマルチ管路部３６を含むこともでき
る。この場合、比較的小径の複数の管路３８が比較的大径の一つの管路部３２と流体連通
するように形成される。小径管路３８は、所定の有効な流体範囲に対する表面積を大径管
路３２と比較して大きくすることができ、それにより、熱伝達を高める。マルチ管路部３
６は、溶接、ろう付け、圧入、機械的な締結具などの当業者に知られた様々な手段により
一つの管路部分３２に対して接続され得る。バーナ管路２８は、複数のネジ付き締結具４
２を用いてフランジ４０によりバーナ２２に取り付けることができる。同様に、バーナ管
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路２８は、排出端部４４において出口管路４６に対して取り付けることができる。当該出
口管路４６は、支持フロア２３を通って延びる。バーナ管路２８は、複数のネジ付き締結
具５０を用いてフランジ４８により出口管路４６に取り付けることができる。
【００１２】
　図１、２、４、６に示される（図２に最もよく示される）流動化ベース５２は、ハウジ
ング１２の下部に位置することができ、バーナ管路２８から排ガス流を受ける。流動化ベ
ース５２は、底部５５から上方へ延びる複数の側壁５３を有する。流動化ベース５２は、
流動化ベース５２の底部５５の上側に位置する流動化パッド５４を有することができる。
流動化パッド５４は、ハウジング１２の支持フロア２３の少なくとも一部を形成する。流
動化パッド５４は、ハウジング１２の下部に沿って石膏製品を収容し、排ガス流が流動化
ベース５２から石膏へと直接に通り過ぎるときに排ガス流を均一に分配するようになって
いる。流動化ベース５２は通気を行ない、攪拌により、特に攪拌しなければ流動化しない
付着性粉体の良好な流動化が確保される。流動化パッド５４は第１の外側有孔プレート５
６および第２の外側有孔プレート５８を含む。プレート５６、５８は、排気ガス流を通過
させることができる複数の貫通開口５７を有する。流動化パッド５４には、ボアホール（
穿孔）５９が形成されており、排ガス流を通過させて流動化ベース５２へと供給するため
に管路４６（図１参照）に対するアクセスを提供している。外側プレート５６、５８間に
は、多孔繊維マットまたはステンレス鋼媒体織物から成る少なくとも一つの中間多孔層６
０が位置している。媒体の中間層６０は、高い排ガス温度に耐えるため、当業者に知られ
るような、圧縮シリカファイバ、ステンレス鋼メッシュ織物または流動化に適した同様の
材料によって作ることができる。有孔プレート５６、５８は、ステンレス鋼などの金属に
よって作られることが最も好ましい。流動化パッド５４は、拡散された排ガスが有孔プレ
ート５６の略均一に離間する開口５７を通じて沸き出ることができるようにすることによ
って作用する。ステンレス鋼媒体織物６０を使用する一つの利点は、媒体に穴が開かない
ように支持して保護することを除き有孔プレート５６、５８が不要になるという点である
。
【００１３】
　図１、３、４、６に示される（図３に最もよく示される）攪拌機構６２は、流動化パッ
ド５４の真上に位置することができる。攪拌機構６２は、一対の側梁(ｓｉｄｅ　ｂｅａ
ｍ)６５を有する攪拌器フレーム６４を含む。攪拌器フレーム６４は、攪拌器フレーム６
４に接続された複数の攪拌部材６６を有し、当該拡販部材６６は、流動化パッド５４の近
傍で石膏製品を支持フロア２３に沿って攪拌する。一実施形態において、攪拌部材６６は
クロスバーパターンの形態を成すことができる。攪拌機構６２は、攪拌器フレーム６４が
動き始めるときに、加熱された石膏製品を局所的に激しくかき回す。少なくとも一つの枢
動支持アーム６８が攪拌器フレーム６４をハウジング１２（図１に示されている）に対し
て枢動可能に接続している。ハウジング１２との接続部は、溶接または機械的な締結など
の適当な方法でハウジング１２に取り付けられるアングルプレート７０を用いて形成する
ことができる。支持アーム６８は、ネジ付き締結具７２等を介してアングルプレート７０
に固定することができる。攪拌器フレーム６４に対して動きが与えられる際に共通の枢動
軸を中心とする攪拌器フレーム６４による揺動動作を更に容易にするため、枢動支持アー
ム６８はケーブルまたは同様の構造体であることが最も好ましい。本発明によれば攪拌器
フレーム６４による他の動作パターンも考えられる。例えば、当業者であれば、攪拌器フ
レーム６４に対して、垂直に、水平に又はアーチ状パターンで或いはこれらの任意の組み
合わせで動作を与える方法を容易に理解できるだろう。
【００１４】
　電動機または空気圧シリンダなどの駆動動力源をアクチュエータアーム７６を介して攪
拌器フレーム６４に接続することができる。アクチュエータアームの周囲で石膏製品がハ
ウジング１２から漏れ出ないように、拡張可能なシール７８がアクチュータアーム７６お
よびハウジング１２（図２には示されない）と係合されている。シール７８は、攪拌器フ
レーム６４が揺動してアクチュエータアーム７６が第１の位置と第２の位置との間で動作
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する際に拡張および収縮する。或いは、アクチュエータアーム７６は、当業者に知られる
ように、ハウジング１２の上端に位置する駆動動力源（図示せず）から攪拌器フレーム６
４へと下方に延びることができるレバレッジリンク（図示せず）に対して機械的に接続す
ることができる。シール７８は、華氏３００度よりも高い温度および最大１０ｐｓｉｇ（
ポンド／平方インチゲージ）の圧力に耐えることができる任意の適当な材料によって作る
ことができる。
【００１５】
　図１を再び参照すると、ハウジング１２にはオーバーフローチューブ８０が流体接続さ
れており、処理された石膏をハウジング１２からオーバーフローチューブ８０内に排出で
きるようになっている。石膏が所定の状態まで加熱される前にハウジング１２から出ない
ように、オーバーフローチューブ８０にはオーバーフローバルブ８２が結合されている。
ダンプポート８４は、ハウジング１２内の内容物の選択的な排出を可能にするダンプバル
ブ８６を含む。バルブ８２、８６は、当業者に知られた任意のタイプであってよいが、電
気的に或いは空圧的に作動されることが最も好ましい。
【００１６】
　ここで図４を参照すると、設置中にバーナ管路２８を支持するために、ハウジング１２
には管路支持体８８がスライド可能に接続されている。支持体８８は、少なくとも部分的
にハウジング１２の外側にある外側位置（図４に示される位置）とハウジング１２の内側
の設置位置との間でスライドするようになっている。管路支持体８８は、設置中およびハ
ウジング１２からの除去中に管路を保持する。支持体８８は、一対のサイドレール９０、
９２を含んでおり、当該再度レール９０、９２は、ハウジング１２の平行壁１８上に形成
されたスライド部材９１に対してスライド可能に接続されている。サイドレール９０、９
２間には複数のクロスバー９４が延びており、バーナ管路２８をその上に載置するための
支持面を形成している。ハウジング１２は、バーナ管路２８を設置する際に開放するよう
になっているサイドパネル９６を含む。ハウジング１２が石膏で満たされるときに壁１８
が外側に撓まないように、複数の枕木（タイ）９７がハウジング１２の側壁１８同士を互
いに構造的に接続している。枕木９７は、溶接することができ、或いは、従来の任意の手
段により取り付けることができる。
【００１７】
　ここで図５を参照すると、装置１０は、バーナ２２や管路２８などの内部部品の修理を
行なえるように、ハウジグ１２の側部に配置されたアクセスパネル９８を含む。ハウジン
グ１２の開放上端１６の上側には解放チャンバ（取り外し可能チャンバ）１００が位置し
ており、この解放チャンバ１００は、ハウジング１２の内部部品を修理するためにアクセ
スできるように構成されている。石膏粉塵を収集してこの粉塵を焼成のために元のハウジ
ング１２へ再循環させるために、解放チャンバ１００の上側には集塵装置１０２を位置さ
せることができる。集塵装置１０２は、複数の交換可能なフィルタ１０４を含むことがで
きる。フィルタ１０４は、円形カートリッジフィルタやバッグフィルタなどの任意の所望
のタイプのものであってよい。フィルタ１０４は、粉塵が集められる側と反対の側を通じ
て空気を断続的に注入することにより、あるいは、当業者に知られるように振動させるこ
とにより定期的に洗浄することができる。排気筒１０６により、石膏粉塵がフィルタ１０
４によって除去された後に排ガスを装置１０から除去することができる。
【００１８】
　動作時には、石膏粉末が流入部品２０に供給され、ハンジング１２が満たされる。空気
および燃料が管路２４、２６によってそれぞれバーナ２２に対して供給される。バーナ２
２は、空気－燃料混合物を燃焼させ、図６に示される矢印の方向で流れる熱い排ガスを供
給する。排ガスは、蛇行状のバーナ管路２８を通じて流動化ベース５２内へと流れる。排
ガスは、流動化ベース５２から水平に流れた後、ベース５２の上側に位置する流動化パッ
ド５４を通じて上方へ流れる。流動化パッド５４は石膏製品を通るように排ガスを分配し
、それにより、加熱された排ガスは石膏製品を通って均一に分配される。バーナ管路２８
の外面は、伝導熱移動によって熱を石膏へ供給する。したがって、石膏製品は、排ガスが
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バーナ管路２８および石膏を通じて流れる時および流動化パッド５４を通じて移動した後
の両方において加熱される。本発明によれば、二重加熱方法によって排ガスから最大量の
熱を取り出すとともにこの熱を石膏に伝えるため、従来技術よりも燃料効率が高まる。排
ガスは、石膏粉塵の一部を排ガス流から分離して元のハウジング１２へと落下させること
ができるようにする解放チャンバ１００を通じて上方へ流れ続ける。集塵装置１０２は、
排ガスが排気筒１０６を通じて排出される前に、空気によって運ばれた石膏粉塵を排ガス
から取り除く。集塵装置のフィルタカートリッジ（またはバッグ）から元の石膏層へと石
膏粉塵を定期的に払い落とすことができる。
【００１９】
　排ガスが石膏粉末を通じて直接に流れることを防止することにより良好な流動化を確保
するために攪拌機構６２を設けることが有益である。天然の石膏は、一般に、非常に凝集
しているために攪拌しなければ良好な流動化が得られない場合がある細かい粉末を含む。
攪拌機構６２は、第１の位置と第２の位置との間で揺動することにより石膏を局所的に混
合してそれを流動化パッド５４からすくい取るように動作する。焼成装置１０は、バーナ
２２によって生成された熱のほぼ全てが石膏の加熱に利用され排気プロセスを通じて失わ
れないため、高い効率を有する。石膏製品から出る排ガスの温度は約３００°Ｆであり、
これは石膏をスタッコへと処理するのに必要なおおよその温度である。標準的な粒径をも
って製造される合成石膏は、良好な流動化を確保するために攪拌を必要としない場合があ
る。
【００２０】
　以上の文章は本発明の多くの様々な実施形態の詳細な説明を示しているが、本発明の法
的な範囲がこの特許に記載された請求項の文言によって規定されることは言うまでもない
。詳細な説明は、単なる典型例として解釈されるべきであり、本発明の全ての想定し得る
実施形態を説明するものではない。これは、全ての想定し得る実施形態を説明することが
不可能ではないが非現実的だからである。現在の技術またはこの特許の出願日後に開発さ
れた技術を使用して多くの他の実施形態を実現することができるが、これらの実施形態も
本発明を規定する、請求項の範囲内に入る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】高効率焼成装置の斜視図である。
【図２】流動化パッドの層を示すために部分的に切り取られた流動床の拡大斜視図である
。
【図３】攪拌機構の斜視図である。
【図４】バーナ管路が非設置位置にある状態の図１の装置である。
【図５】複数のアクセスパネルが取り付けられた状態を示す図１の装置である。
【図６】矢印を用いて排ガス流を示す図１の焼成装置の斜視図である。
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